Силабус дисципліни «Технологія виготовлення оптоінформаційних систем»

	№
	Назва поля
	Детальний контент, коментарі

	1. 
	Назва факультету 
	Навчально-науковий інститут лазерної та біомедичної інженерії (ННІ ЛБІ) 

	2. 
	Рівень вищої освіти
	Бакалаврський

	3. 
	Код і назва спеціальності
	175 Інформаційно-вимірювальні технології

	4. 
	Тип і назва освітньої програми
	ОПП «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем»

	5. [bookmark: _GoBack]
	Назва дисципліни
	Технологія виготовлення оптоінформаційних систем

	6. 
	Кількість ЄКТС кредитів
	7

	7. 
	Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)
	Всього 210 год., 98 год. – аудиторних: Лк- 42 год.,Пз-22 год., Лб-20 год.,Конс.-14 год., самостійна робота -112 год.- КП - екзамен. 

	8. 
	Графік (терміни) вивчення дисципліни 
	4-й рік, 7-й семестр

	9. 
	Передумови для навчання за дисципліною
	Раніше мають бути вивчені дисципліни: «Оптика», «Електронні та квантові прилади НВЧ», «Інженерна та комп`ютерна графіка», «Оптоелектроніка», та «Технологія застосування лазерів».

	10. 
	Анотація (зміст) дисципліни
	Вибіркова  дисципліна  професійної  та  практичної підготовки, містить 4-и змістові модулі. Розглядаються загальні питання технологій виробництва як сучасного напрямку розвитку оптики на рівне процесів атомарній фізики. Дається класифікація оптичних систем нанометрового розміру. Вивчаються такі показники функціонування як технологічність, патентні показники та вивчаються загальні питання організації розрахунку оптичних схем та проєктування конструкцій лазерного обладнання.

	11. 
	Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчання
	Знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту; вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки; володіти навичками керувати конструкторськими та інженерними проєктами і оцінювати їх результати.

	12. 
	Результати навчання здобувача вищої освіти 
	Здатність використовувати та застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів;

	13. 
	Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену 
	1. Виконати практичні заняття.
2. Виконати та захистити лабораторні роботи 
3. Виконати  та захистити курсовий проєкт.
4. Скласти екзамен.




Формою підсумкового контролю для дисципліни є семестровий (письмовий або комбінований) екзамен, підсумкова оцінка   обчислюється за формулою: , де   – оцінка за семестр у 100-бальній системі,   – оцінка за екзамен у 100-бальній системі.

	14. 
	Якість освітнього процесу 
	Дотримання принципів академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Розроблена робоча програма з дисципліни у 2025 р. Оновлення робочої програми дисципліни – 2026 р. 

	15. 
	Методичне забезпечення 
	1. Shimon Y. Nof, Andrew M. Weiner, Gary J. Cheng, Laser and Photonic Systems: Design and Integration (Industrial and Systems Engineering)  CRC Press;2017, 428 р. 
2. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Проектування та технологія виробництва оптоелектронного та лазерного обладнання» /Упорядник: Ю.П. Мачехін. – Харків: ХНУРЕ, 2015. –    86 с.
3. Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання. У 2 кн. / В. О. Чадюк. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Кн. 1. – 380 с. – Кн 2. – 436 с.
4. Розрахунок і конструювання оптичних приладів. Частина 1. «Принципи конструювання і точність оптичних приладів» [Електронний ресурс]/ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. К. Кучеренко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 157 с.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та технологія виробництва оптоелектронного і лазерного обладнання» [Електронний документ]/ Упорядники: Ю.П. Мачехін,. О.В. Афанасьєва – Харків: ХНУРЕ, 2017. – 22 с.
6. Конспект лекцій з дисципліни "Проектування і технологія виробництва оптоелектронного та лазерного обладнання" Ч. 1 : Технологія виготовлення оптичних елементів / упоряд.: О. В. Афанасьєва, Ю. П. Мачехін, Т. Ю. Свергун ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – 140 с. 

	16. 
	Розробник силабусу (посада, ПІБ, ел. пошта)
	О.В.Афанасьєва, доц. каф. ФОЕТ, к.т.н., доцент
Е-mail: olha.afanasieva@nure.ua 
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